POLSKA [OPIS PATENTOWY| 85890
RZECZPOSPOLITA | | |

LUDOWA

&
U

(i do patentu_
&s‘ Zgtoszono: 09.07.73 (P. 163962)
N

ﬁ/{é}jv 3

Patent dodatkowy MKP GO1¢ 15/10

: Pierwszenistwo: Int. ,CI’_ GO1C 16/10
unzAn ‘ Ci: ,...A_r-.:'IA
PA T E " I n WY Zgtoszenie ogloszono: 01.10.74 Uriedy Potesiom

PH[ Pl ¢ B

Opis patentowy opublikowano: 15_12,1977

~

Twérca wynalazku: Daniel Pisarczyk
Uprawniony_ 2 patentu: Wy2sza Szkofa Inzynierska, Opole (Polsk_a_)

Nasadka na obiektyw niwelatora do zatamania osi celowej w ptaszczyZnie pionowej

Przedmiotem wynalazku jest nasadka na obiektyw niwelatora do zatamania osi celowej w ptaszczyZnie
pionowej stuzaca do pomiaru konstrukcji budowlanych,

Dotychczas nie znane s3 tego typu urzadzenia,

Celem wynalazku jest nasadka na obiektyw do zatamania osi celowej w ptaszczyZnie pionowej. Nasadka
umozliwia pomiar pionowosci elementéw i konstrukcji budowlanych np. stupéw, $cian budowli, a takze do
pionowego ustawiania takich elementéw budowli. Zagadnieniem technicznym jest opracowanie konstrukgji
umozliwiajacej osiagnigcie tego celu. Zagadnienie to zostato rozwigzane przez skonstruowanie nasadki na obie-
ktyw niwelatora, ktérg stanowi ruchome zwierciadto osadzone w uchwycie wraz ze $rubg ustalajgcg potozenie
zwierciadta. Uchwyt potaczony jest z pierscieniem obrotowym nasadzonym na korpus ustalajacy, ktéry potg-
czony jest roztacznie zwymiennym korpusem osadczym nasadzonym na opraw€ obiektywu lunety niwelatora.
PotoZenie obu korpuséw wzgledem siebie jest reqgulowane przy pomocy trzech $rub rektyfikacyjnych. Pieréciert
obrotowy zaopatrzony jest w libellg rewersyjna o osi réwnolegtej do osi obrotu zwierciadta. Nasadka wedtug
wynalazku umozliwia wykorzystanie niwelatoréw do pionowania elementéw konstrukcyjnych budowli, co jest
istotne ze wzgledu na powszechno$¢ stosowania na placach budéw niwelatoréw.

Postugiwanie sie przyrzadem jest nieskomplikowane, a ponadto istnieje mozliwo$é kontroli pomiaru w obu
potozeniach nasadki. Niwelator wyposazony w nasadke moze mie¢ zastosowanie przy pomiarach, przy ktérych
praca z teodolitem bytaby niemozliwa ze wzgledu na strome celowe. Niwelator wraz z nasadkqa moze by¢é usta-
wiony w dowolnej odlegtoéci ograniczonej jedynie najkrétsza celowg w danym typie niwelatora. W szczegélnym
przypadku urzadzenie moze by¢ zastosowane jako pionownik zenitalny lub nadirowy.

Przedmiot wynalazku jest przedstawiony w przyktadzie wykonania na fig. 1 rysunku w widoku z géry. Na
obiektyw lunety niwelatora 2 nasadzony jest korpus 1, ktéry jest potaczony za pomocy $rub 4 2z korpusem
ustalajacym 3. Sruby rektyfikacyjne 5 umieszczone w korpusie ustalajgcym 3 stuzgq do ustawienia korpusu 1
wzgledem korpusu ustalajacego 3. Na korpus ustalajgcy 3 natozony jest piersciert obrotowy 6 wraz z wbudowang
libelg rewersyjng 9, ktérej o$ jest réwnolegta do osi zwierciadta. Pierécieri obrotowy 6 potgczony jest z uchwy-
tem 10, w ktérym umieszczone jest ruchome zwierciadfo 7. Ustawianie zwierciadta 7 odbywa si¢ za pomocq
$ruby ustalajacej 8. .

Zasada pomiaru zostanie wyjasniona na podstawie fig. 2:i fig. 3 rysunku, ktére ilustrujg zasade wykonania
prac pomiarowych. Po ustawieniu niwelatora w odlegtosci d od pionowanego elementu na przyktad $ciany lub
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stupa, nalezy wykonaé¢ odczyt z podziatki |. Nastepnie naktada si¢ na obiektyw lunety niwelatora nasadke,
ktérg poziomuje sie za pomoca libeli rewersyjnej 9 i ustawia zwierciadto 7 w takim potoZeniu, by obraz podziat-
ki znalazt sie w polu widzenia lunety co umozliwia wykonanie odczytu z tej podziatki za pomocg pionowej nitki
krzyza nitek. Dla kolejnych kondygnacji wykonuje si¢ pomiar wedtug identycznego programu. Z poréwnania
odczytéw |y |)j, |11) zostaje wyznaczona wielko$¢ odchylenia badanego elementu od linii pionu w ptaszczyZnie
prostopadtej do kierunku osi celowej. Pomiar moze byé kontrolowany przy dwu potoZeniach zwierciadta 7.
Drugie potozenia zwierciadta mozna uzyskaé w podwéjny sposéb. Jezeli nasadka posiada zwierciadto dwu-
stronne przy czym ptaszczyzny zwierciadet s do siebie réwnolegte, to drugi odczyt z podziatki mozna wykonaé
po obréceniu zwierciadta wokét osi obrotu zwierciadta. Odczyt w drugim potozeniu zwierciadta nie eliminuje
jednak zasadniczych btedéw instrumentalnych wynikajacych z nieprostopad fosci osi obrotu zwierciadta 7 do osi
celowej lunety oraz niepoziomowosci osi obrotu zwierciadta spowodowanej nier6wnolegtoscia tej osi do osi
libelli. Tak wiec odczyt ten stanowi jedynie kontrole wykonania odczytu z podziatki.

Prawidtowy drugi spos6b pomiaru polega na tym, Ze po wykonaniu odczytu w pierwszym pofoZeniu
zwierciadta 7 wykonuje si¢ obrét pierscienia obrotowego 6 wokét osi celowej lunety niwelatora o kat 180°.
Nastepnie nalezy obrécié¢ lustro 7 réwniez o kat 180° za pomoca $ruby ustalajacej 8. Po doprowadzeniu osi
obrotu lustra do poziomu za pomoca libeli rewersyjnej 9 nalezy wykonaé ponownie odczyt z podziatki. Odczyty
Z pierwszego potozenia zwierciadta 7 np. 1,, i z drugiego potozenial,,” beda obarczone btedami systematycz-
nymi niepoziomowosci osi obrotu zwierciadta 7 oraz nieprostopadtosci osi obrotu zwierciadta 7 do osi celowej
lunety. Wptywy tych bledéw beda réwne co do bezwglednej wartosci, lecz ich znaki bedq przeciwne. Stad
odczyt $redni na podziatce obliczany z wzoru.
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bedzie odczytem wolnym od btedu systematycznego.

Zastrzezenia patentowe

1. Nasadka na obiektyw niwelatora do zatamania osi celowej w ptaszczyZnie pionowej, z.n amienna:
tym, %e sktada sie z ruchomego zwierciadta (7) wraz z §rubq ustalajaca (8) osadzonego w uchwycie (10),
-ktéry potaczony jest z pierscieniem obrotowym (6) natozonym na korpus ustalajacy (3) i potaczony jest rozta-
cznie z wymiennym korpusem (1) nasadzonym na oprawe obiektywu lunety niwelatora (2) przy czym potozenie
korpusu (1) wzgledem korpusu ustalajacego (3) reguluja co najmniej dwie sruby rektyfikacyjne (5). .

2. Nasadka na obiektyw niwelatora wedtug zastrz. 1, znamienna ty m, Ze pieréciers obrotowy (6)
posiada wbudowang libellg (9) najkorzystniej rewersyjng o osi réwnolegtej do osi obrotu zwierciadta (7).
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